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ＭＷＣＴ電子エミッターを用いた
mｉｎｉＳＥＭ by R. Saini et al.

図１に示すようにタングステン針の先端部にＭＷＣＴを溶接して、
電子エミターとする。
また、μコラムも、図３に示すようなＭＥＭＳプロセスで作製した。
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シリコンナノワイヤを用いた
水素ガスセンサ by O. Englander et al.

図１に示すような２つの
ＭＥＭＳブリッジの間に
電界の助けをかりて
シリコンナノワイヤを
セルフ・アセンブルし、
その後に２０ｎｍのパラ
ジウムを形成して、水
素ガスセンサを
作製した。


